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Resumen

En abril de 2019 se inaugurd el Laboratorio de Cristalografia Aplicada (LCA) en
el dmbito de la Escuela de Ciencia y Tecnologia (ECyT) de la Universidad
Nacional de San Martin (UNSAM) y rapidamente abrié sus puertas a la
comunidad cientifica y a la industria al incorporase al Sistema Nacional de
Rayos X del ex MinCyT. Posteriormente, se sumé al nuevo Instituto de
Tecnologias emergentes y Ciencias Aplicadas (ITECA), unidad ejecutora de
doble dependencia de UNSAM-CONICET creada en 2020.

El LCA cuenta con un difractdmetro de rayos X de polvos modelo Empyrean de
la empresa Malvern Panalytical y un equipo de dispersion de rayos X a bajo
angulo y ultra bajo angulo (SAXS-USAXS), modelo XEUSS 2.0 de la empresa
XENOCS. Este ultimo equipo cuenta demas con un segundo detector que mide
a angulos intermedios (WAXS) en forma simultanea con el detector de SAXS-
USAXS, lo que permite hacer estudios a distintas escalas de distancias. El
mismo es el segundo equipo en América Latina con la capacidad de hacer
estudios a dngulos ultra bajos (el primero en instalarse esta en el Instituto de
Fisica de la Universidad de San Pablo en la ciudad de San Pablo, Brasil).

En esta charla, se presentaran los fundamentos basicos y principales
aplicaciones de las técnicas de SAXS/USAXS/WAXS, abarcando tanto sistemas
sélidos como liquidos o geles, incluyendo nanomateriales con distintas
morfologias, farmacos, materiales porosos, proteinas en soluciéon, polimeros,
cremas, sistemas grasos, etc. Se daran ejemplos de trabajos realizados con
distintas configuraciones para mostrar la versatilidad del equipo disponible en
el LCA. Ademas, se destacara que dicho equipo permite hacer estudios de
difracciéon a angulos bajos y ultra bajos con alta resolucién, muy superior a la
gue se logra en un difractémetro de polvos convencional, y se comentara el
impacto que tiene esta posibilidad para diversas aplicaciones.
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